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(54) Vakuumpumpe

(57) Eine Vakuumpumpe weist eine Molekularstufe
(12), eine Gasreibungsstufe (16) und eine regenerative
Pumpstufe (18) auf. Ein insbesondere kreisringförmig
ausgebildetes Reibungsstufen-Förderelement (32) der

Gasreibungsstufe (16) ragt in die regenerative Pumpstu-
fe (18) zur Ausbildung eines Regenerativ-Förderele-
ments (36).
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